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 SPring-8, BL20XU 20~30keV
 μ-CTで測定しその観察結果からピンポイントでnano-CTが測定可能
 in-situ, Operando測定可能（充放電、引張試験等）

μ-CTのセッティング nano-CTのセッティング

視野：1mm□
分解能：500nm/pixel
測定時間：1分

視野：60μm□
オフセット測定：100μm□
分解能：32nm/pixel
測定時間：20分

160m

※上記情報は参考値。試料、測定条件で変化する。



種類 内容
最小画
素サイ
ズ

視野
測定角
度

測定枚
数

測定時
間（1画
像）

トータ
ル測定
時間

全スラ
イス枚
数

microCT
μ-CT

マイクロ
投影像

500nm
1mm
×1mm
×1mm

180° 1800枚 50ms 約5分 2048枚

nanoCT p
nano-CT
+位相板
結像

32nm
60μm
×60μm
×48μm

180° 1800枚 50ms 約5分 2048枚

nanoCT a

nano-CT
位相板な

し

結像

32nm
60μm
×60μm
×48μm

180° 1800枚 500ms 約20分 1500枚

nanoCT p 
offset 

nano-CT
+位相板
+off set
結像

32nm
100μm
×100μm
×48μm

360° 3600枚 500ms 約40分 1500枚

表1 BL20XUでのCT測定モード



1.1 モニターの構成

①
②

④ ⑤
⑥

①：ハッチ内の映像
②：nano-CT画面
③：放射光情報

④：CT操作メイン画面
⑤：μ-CT画面
⑥：再構成画面

③

図1.1 モニター構成



1.2 ソフトの立上げ

④の画面のCT_2024Aをダブルクリック
※測定途中でソフトが落ちた時なども

図1.2.1 ソフトの立上げ



1.2 ソフトの立上げ

以下の画面が出てくるので「Start」をクリックする。
※接続しない場合は再度「CT_2024A」を立ち上げる。何度か行うと接続する。

図1.2.2 Input or Select TCP ID



1.2 ソフトの立上げ

図1.2.3 初期画面

① ②

③

①：CT2024ver02.22、測定条件の情報、制御
※versionによって名前が変化する。

②：Main stage controller、ステージ、試料位置の情報、制御
③：Sub stage controller、



2.1 μ-CTの立上げ

図2.1.1 μ-CTの立上げ

① ②

③

①：CT2024ver02.22の「Mode Chage」をクリックする。



2.1 μ-CTの立上げ

図2.1.2 Mode Chage
ウィンドウ

① ②

③
④

④：「Mode Chage」の「microCT」をクリックする。



2.1 μ-CTの立上げ

図2.1.3 μ-CT Mode

① ②

③
④

④：μ-CTモードになると「Mode Chage」の「microCT」が赤くなる。



2.1 μ-CTの立上げ

図2.1.4 HiPic 9.2立上げ

⑤モニターの「HiPic 9.2」をクリックする。



2.1 μ-CTの立上げ

図2.1.5 検出器の接続

検出器の情報（赤枠）が得られていれば接続可能なので「OK」をクリックする。



2.1 μ-CTの立上げ

図2.1.5 HiPic 9が立上る



2.1 再起動後

図2.1.6 各モニターでのキーボード、マウスの共用確認



2.2 X線入射準備

図2.2.1 ハッチからの退出及びX線入射

「EXIT」 「LOCK」

①

③

④

「DSS」open

⑤

「ENABLE」

「扉閉」

②



2.3 試料位置調整

図2.3.1 Sutter Open

① ②

③
④



2.3 試料位置調整

図2.3.2 Live画像



2.3 試料位置調整

図2.3.3 Live画像

「Live」ボタン

「Live」画像
（透過像）

「Freeze」ボタン：Liveが停止する。



2.3 試料位置調整

図2.3.4 Liveでは検出器がInternal



2.3 試料位置調整

図2.3.5 試料位置調整（Main stage controller、Sub stage controller）

①

②

③



X線入射の方向

側室側

検出器の方向

リング側

2.3画像と方向

10 μm

図2.3.6 画像と方向

スタイス像の番号
が小さい方が上部



2.4 μ-CT測定

図2.4.1 測定では検出器がExternal



2.4 μ-CT測定

図2.4.2 μ-CT測定条件



2.4 μ-CT測定

図2.4.3 No. of loopの変更



2.4 μ-CT測定

図2.4.4 No. of loopの変更、測定開始



2.4 μ-CT測定

図2.4.5 No. of loopの変更、測定開始



2.4 μ-CT測定

図2.4.6 測定開始



2.4 μ-CT測定

図2.4.7 データ保存フォルダ、試料名



2.4 μ-CT測定

図2.4.8 試料名の確認



2.4 μ-CT測定

図2.4.9 測定中

＊



2.4 μ-CT測定

図2.4.10 測定終了



2.4 μ-CT測定

図2.4.11 データ保存



2.4 μ-CT測定

図2.4.12 データ保存



2.4 μ-CT測定

図2.4.14 データ保存



2.4 μ-CT測定

図2.4.14 データ保存中



2.4 μ-CT測定

図2.4.14 モニター④のスクリーンショット
（output.bmp）



3 再構成に利用するPC

図3 再構成にはモニター⑥または背面のPCを再構成に利用



3.1 Tera Teamの起動

図3.1.1 Tera Teamの起動



3.1 Tera Teamの起動

図3.1.2 Tera Teamの起動

① ②

③



3.2 作業フォルダへの移動

図3.2.1 作業フォルダへの移動

①

②

③
④



3.3 再構成

図3.3.1 再構成

① ②

③



3.3 再構成

図3.3.2 ImageJの起動、rec1024.tifをImageJ
のツールバーにドロップ



3.3 再構成

図3.3.3 ImageJによるコントラスト調整

①

②

③



3.4 3次元

図3.4.1 ImageJのツールバーにL2フォルダ
をドロップ



3.4 3次元

図3.4.2 ImageJでコントラスト調整



3.4 3次元

図3.4.3 ImageJで拡大縮小



3.5 ROIの決定

図3.5.1 layer（何枚目）、x座標、y座標



4.1 nano-CTの立上げ

図4.1.1 nano-CT立上げ

ROI CT position



4.1 nano-CTの立上げ

図4.1.1 HiPic 9.2立上げ

モニター②の「HiPic 9.2」をクリックする。



4.2 ROIの設定

図4.2.1 ROIの設定



5 nano-CT再構成

図5 nao-CT測定



5 nano-CT再構成

図5.1.1 回転中心が合っている再構成像

10 μm



5 nano-CT再構成

(a)回転中心が実際より試料下部
（スライス番号が大きい）方に
ずれている場合

(b)回転中心が実際より試料上部
（スライス番号が小さい）方に
ずれている場合

図5.1.2 回転中心が合っていない再構成像

10 μm 10 μm

(a) (b)



5 nano-CT再構成

図5.1.3 スライス像750枚目の再構成像



5 nano-CT再構成

図5.1.4 回転中心の検討で出力されたファイル、
ImageJでの表示方法

格納

Drop

Use Virtual Stackに✓
⇒Yes

※New folderはサーバー内には作らず、PCのディスクトップに作成する。



5 nano-CT再構成

図5.1.5 コントラストの調整



5 nano-CT再構成

図5.1.6 回転中心の違いによる
レイヤー750枚目の像の変化

数字は回転中心としたレイヤー数

701 751 801 851 901 951

1001 1051 1101 1151 1201 1251

951



5 nano-CT再構成

10 μm

図5.1.7 回転中心を950.5とした時にレイヤー
750枚目の再構成像


